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(57)【要約】
【課題】トレイに積載した複数の部品の数量を自動で迅
速で且つ正確に測定して、部品数量測定工程の効率性を
改善することによって、部品の流失管理を容易に行うと
共に、部品流失による損失費用を防止または最小化して
、生産性を高める部品数量測定装置を提供する。
【解決手段】複数の部品１０が積載されたトレイ２０を
レーザスキャニングし、該複数の部品１０の数量を測定
するための信号用ビームを発生するスキャンニングユニ
ット１００と、信号用ビームが入力されて、複数の部品
１０の数量を検出する検出ユニット２００とを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の部品が積載されたトレイをレーザスキャニングし、該複数の部品の数量を測定す
るための信号用ビームを発生するスキャンニングユニットと、
　前記信号用ビームが入力され、前記複数の部品の数量を検出する検出ユニットと、
　を含む部品数量測定装置。
【請求項２】
　前記複数の部品は、前記トレイの平面Ｘ－Ｙ軸方向に沿って積載され、
　前記スキャンニングユニットは、前記トレイの平面Ｘ－Ｙ軸方向のうちのいずれか一つ
の軸に沿ってラインスキャニングし、該ラインスキャニングを前記トレイの平面Ｘ－Ｙ軸
方向のうちの他の一つの軸に沿って移動させる請求項１に記載の部品数量測定装置。
【請求項３】
　前記スキャンニングユニットは、前記レーザスキャニングのためのレーザビームを出射
するレーザビーム照射器と、
　前記レーザビームが入力されて前記トレイへと出射し、該トレイをレーザスキャニング
し、該レーザスキャニングの際、前記複数の部品から反射する反射ビームが入力されて前
記検出ユニットへと出射するスキャナとを含んで構成され、
　前記検出ユニットは、前記スキャナから出射される反射ビームが入力され、該反射ビー
ムに対応する反射ビーム信号を検出することによって前記複数の部品の数量を測定する検
出器を含んで構成される請求項１に記載の部品数量測定装置。
【請求項４】
　前記レーザビーム照射器から出射されるレーザビームを前記スキャナへ案内し、前記ス
キャナから出射される反射ビームを前記検出器へと案内するために、前記レーザビーム照
射器と前記スキャナとの間に、ビーム分割器がさらに設けられ、
　前記検出器は、前記ビーム分割器の一側に備えられ、前記ビーム分割器によって反射さ
れる反射ビームが入力される請求項３に記載の部品数量測定装置。
【請求項５】
　前記スキャナの出射側に備えられ、前記スキャナから出射されるレーザビームが前記ト
レイへと一定に出射されるようにするレンズを、さらに含む請求項３または４に記載の部
品数量測定装置。
【請求項６】
　複数の部品が積載されたトレイをレーザスキャニングし、該複数の部品の数量を測定す
るための信号用ビームを発生させるステップと、
　前記信号用ビームが入力され、前記複数の部品の数量を検出するステップと、
　を含む部品数量の測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、部品数量測定装置に関し、詳しくは、トレイに複数で積載した部品の数量を
自動で測定して部品数量の測定工程の効率性を改善することによって、製造費用の節減及
び生産性の向上を図る部品数量測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ＭＬＣＣ及び半導体チップなど、小型部品について工程間の流失管理のために
部品の数量を測定する部品数量の測定過程が必要になる。
【０００３】
　通常、小型部品の数量の測定は、サンプリング重さ法に基づく数量の測定方法と単純重
さ法に基づく数量の測定方法とを使う。
【０００４】
　サンプリング重さ法は、全体部品の数量を測定するために、一部部品をサンプリングで
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重さを測定した後、該全体部品の重さを該サンプリングした部品の重さに換算して全体部
品の数量を測定する。
【０００５】
　しかし、該サンプリング重さ法で全体部品の数量を測定する時、略４００μm以下の部
品の場合、サンプリング測定が難しいだけではなく、部品の重さが小さく且つ軽いほど該
サンプリングした部品の重さで全体部品の重さを換算すると、その誤差率が大きくなる。
そのため、誤差率に対応する数量分の部品の流失が発生して、全体部品の数量を管理する
のが難しいという問題点があった。
【０００６】
　このように、軽くて小さな部品をサンプリングで全体部品の数量を正確に測定しにくい
ため、前記の単純重さ法は、該部品１個の標準重さで全体部品の重さを換算して全体部品
の数量を測定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２００５－００９４９７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、半導体チップなどの部品が段々精微且つ小型化されつつ、該単純重さ法でも全
体部品の数量を正確に測定しにくくなり、これによって全体部品の数量を一つずつ正確に
測定する部品数量測定装置の開発が求められている。
【０００９】
　前述のように、工程間の全体部品の数量を正確に把握することができず、数量の測定に
誤差率が大きく発生する場合、部品流失による損失費用が発生して、生産性が低下すると
いう問題点があった。
【００１０】
　本発明は上記の問題点に鑑みて成されたものであって、その目的は、トレイに積載した
複数の部品の数量を自動で迅速且つ正確に測定して、部品数量測定工程の効率性を改善す
ることによって、部品の流失管理を容易に行うと共に、部品流失による損失費用を防止ま
たは最小化して、生産性を高める部品数量測定装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を解決するために、本発明によれば、複数の部品が積載されたトレイをレーザ
スキャニング（ｓｃａｎｎｉｎｇ）して該複数の部品の数量測定のための信号用ビームを
発生するスキャンニングユニットと、該信号用ビームが入力され、前記複数の部品の数量
を検出する検出ユニットとを含む部品数量測定装置が提供される。
【００１２】
　前記複数の部品は、前記トレイの平面Ｘ－Ｙ軸方向に沿って積載され、前記スキャンニ
ングユニットは、前記トレイの平面Ｘ－Ｙ軸方向のうちのいずれか一つの軸に沿ってライ
ンスキャニングし、該ラインスキャニングを前記トレイの平面Ｘ－Ｙ軸方向のうちの他の
一つの軸に沿って移動させる。
【００１３】
　また、前記スキャンニングユニットは、前記レーザスキャニングのためのレーザビーム
を出射するレーザビーム照射器と、前記レーザビームが入力されて前記トレイに出射して
前記トレイをレーザスキャニングし、該レーザスキャニングの際、前記複数の部品から反
射する反射ビームが入力されて前記検出ユニットに出射するスキャナとを含んで構成され
る。
【００１４】
　また、前記検出ユニットは、前記スキャナから出射される反射ビームが入力されて前記
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反射ビームに対応する反射ビーム信号を検出することによって、前記複数の部品の数量を
測定する検出器を含んで構成される。
【００１５】
　前記部品数量測定装置は、前記レーザビーム照射器から出射されるレーザビームを前記
スキャナへと案内し、該スキャナから出射される反射ビームを前記検出器へと案内するた
めに、前記レーザビーム照射器と前記スキャナとの間に備えられるビーム分割器を含んで
構成される。前記検出器は、前記ビーム分割器の一側に備えられ、前記ビーム分割器によ
って反射される反射ビームを受光する。
【００１６】
　また、前記部品数量測定装置は、前記スキャナの出射側に備えられ、前記スキャナから
出射されるレーザビームが前記トレイに一定に出射されるようにするレンズをさらに含む
。
【００１７】
　また、上記目的を解決するために、本発明の他の好適な実施形態によれば、複数の部品
が積載されたトレイをレーザスキャニングし、該複数の部品の数量測定のための信号用ビ
ームを発生させるステップと、前記信号用ビームが入力されて前記複数の部品の数量を検
出するステップとを含む部品数量の測定方法が提供される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の実施形態によれば、次のような効果が奏する。
【００１９】
　第一に、本発明によれば、トレイに積載した複数の部品の数量をレーザスキャニング方
式で迅速且つ正確に自動測定することができ、部品数量の測定工程の効率性を高めること
ができるという利点がある。
【００２０】
　第二に、本発明によれば、部品数量の測定の迅速性、正確性及び利便性が向上すること
によって、部品の流失を防止すると共に、部品の流失による製造費用の増加を抑制して、
生産性の向上を図ることができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態による部品数量測定装置の概略的な斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態による部品数量測定装置の概略的な構成図である。
【図３】図１中のトレイに複数の部品を積載した状態を概略的に示す平面図である。
【図４】図２中の検出器によって検出された反射ビーム信号を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の好適な実施の形態は図面を参考にして詳細に説明する。次に示される各
実施の形態は当業者にとって本発明の思想が十分に伝達されることができるようにするた
めに例として挙げられるものである。従って、本発明は以下示している各実施の形態に限
定されることなく他の形態で具体化されることができる。そして、図面において、装置の
大きさ及び厚さなどは便宜上誇張して表現されることができる。明細書全体に渡って同一
の参照符号は同一の構成要素を示している。
【００２３】
　本明細書で使われた用語は、実施形態を説明するためのものであって、本発明を制限し
ようとするものではない。本明細書において、単数形は特別に言及しない限り複数形も含
む。明細書で使われる「含む」とは、言及された構成要素、ステップ、動作及び／又は素
子は、一つ以上の他の構成要素、ステップ、動作及び／又は素子の存在または追加を排除
しないことに理解されたい。
【００２４】
　図１は、本発明の一実施形態による部品数量測定装置の概略的な斜視図であり、図２は



(5) JP 2012-190432 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

、本発明の一実施形態による部品数量測定装置の概略的な構成図であり、図３は、図１中
のトレイに複数の部品を積載した状態を概略的に示す平面図であり、図４は、図２中の検
出器によって検出された反射ビーム信号を示すグラフである。
【００２５】
　図１及び図２を参照して、本発明の一実施形態による部品数量測定装置は大別して、ス
キャンニングユニット１００及び検出ユニット２００を含んで構成される。
【００２６】
　スキャンニングユニット１００は、複数の部品１０が積載されたトレイ２０をレーザス
キャニングして、該トレイ２０に積載された複数の部品１０の数量を測定するための信号
用ビームを発生する。
【００２７】
　検出ユニット２００は、スキャンニングユニット１００によって生成された信号用ビー
ムを入力されて、トレイ２０に積載した複数の部品１０の数量を検出する。
【００２８】
　すなわち、本実施形態による部品数量測定装置は、スキャンニングユニット１００によ
ってトレイ２０をレーザスキャニングの際、トレイ２０に積載した各部品１０にレーザが
照射され、それから反射することによって反射ビームを生成し、検出ユニット２００で各
部品１０から反射する反射ビームを検出して、トレイ２０に積載した複数の部品１０の数
量を測定する。
【００２９】
　より詳しくは、本実施形態による部品数量測定装置は、部品製造工程間に移送ユニット
３０、すなわち、ベルト式またはチェーン式のコンベヤによって複数の部品１０が積載さ
れたトレイ２０が移送される過程で、トレイ２０に積載した複数の部品１０の数量を測定
する。
【００３０】
　図３に示すように、複数の部品１０は、トレイ２０の平面Ｘ－Ｙ軸方向に沿って任意に
積載可能である。ここで、トレイ２０の平面Ｘ－Ｙ軸方向のうちのいずれか一つは、移送
ユニット３０によるトレイ２０の移送方向と同じ軸方向を成す。本実施形態においては、
Ｙ軸方向がトレイ２０の移送方向と同じ軸方向を成すことと示される。
【００３１】
　これによって、スキャンニングユニット１００は、トレイ２０の平面Ｘ－Ｙ軸方向のう
ち、トレイ２０の移送方向と直交するトレイ２０の平面Ｘ軸方向に沿ってラインスキャニ
ングし、トレイ２０の平面Ｘ軸方向に沿うラインスキャニングをトレイ２０の平面Ｙ軸方
向に沿って移動させつつ複数の部品１０が積載されたトレイ２０をレーザスキャニングす
る。
【００３２】
　また、検出ユニット２００は、スキャンニングユニット１００によるレーザスキャニン
グの際、トレイ２０に積載した各部品１０から反射する信号用ビーム、すなわち反射ビー
ムが入力し、トレイ２０に積載した複数の部品１０の数量を検出して測定する。
【００３３】
　このため、スキャンニングユニット１００は、レーザスキャニングのためのレーザビー
ムを出射するレーザビーム照射器１１０と、該レーザビームが入力しトレイ２０へ出射し
てトレイ２０をレーザスキャニングするスキャナ１２０とを含んで構成される。
【００３４】
　スキャナ１２０は、レーザスキャニングの際、トレイ２０に積載した複数の部品１０に
レーザビームが入射した後、再び該各部品から反射する反射ビームが入力して検出ユニッ
ト２００へ出射する。
【００３５】
　検出ユニット２００は、スキャナ１２０から出射され、トレイ２０に積載した各部品か
ら反射された反射ビームが入力して、該反射ビームに対応する反射ビーム信号を検出する
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ことによって、トレイ２０に積載した複数の部品１０の数量を測定する検出器を含んで構
成される。
【００３６】
　本実施形態による部品数量測定装置は、レーザビーム照射器から出射されるレーザビー
ムをスキャナ１２０へと案内し、該スキャナ１２０から出射される反射ビームを検出ユニ
ット２００、すなわち検出器へと案内するために、レーザビーム照射器１１０とスキャナ
１２０との間に備えられるビーム分割器３１０を含んで構成される。検出ユニット２００
、すなわち検出器は、ビーム分割器３１０の一側に備えられ、ビーム分割器３１０によっ
て反射する反射ビームを受光することによって、反射ビームに対応する反射ビーム信号を
検出して、トレイ２０に積載した複数の部品１０の数量を測定する。
【００３７】
　また、本実施形態による部品数量測定装置は、スキャナ１２０の出射側に備えられ、該
スキャナ１２０から出射されるレーザビームがトレイ２０の平面Ｘ－Ｙ方向と直交する方
向に一定に出射されるようにするレンズ３２０をさらに含んで構成される。
【００３８】
　前述のように構成されたスキャンニングユニット１００及び検出ユニット２００によっ
て、トレイ２０に積載した複数の部品１０の数量を測定する過程は、次のようである。
【００３９】
　まず、レーザビーム照射器１１０からレーザビームが出射されると、該出射されたレー
ザビームはビーム分割器３１０を半透過し、このビーム分割器３１０を半透過したレーザ
ビームはスキャナ１２０に入射される。スキャナ１２０は、該入射されたレーザビームを
トレイ２０へ出射すると共に該トレイ２０を平面Ｘ－Ｙ軸方向に沿ってレーザスキャニン
グする。
【００４０】
　スキャナ１２０を通じて出射されるレーザビームは、レンズ３２０を通じてトレイ２０
の平面Ｘ－Ｙ軸方向と直交する方向に一定に出射され、スキャナ１２０からトレイ２０へ
のレーザビーム照射の効率を高めることができる。
【００４１】
　また、スキャナ１２０によるトレイ２０のレーザスキャニングの際、トレイ２０に積載
した各部品１０にレーザが照射されながら各部品１０の上面でレーザビームが反射して反
射ビームが生成され、該反射ビームは、レンズ３２０を経てスキャナ１２０に入射し、該
スキャナ１２０は該入射した反射ビームをビーム分割器３１０へと出射する。
【００４２】
　すると、スキャナ１２０からビーム分割器３１０に出射した反射ビームは、ビーム分割
器３１０で反射して検出ユニット２００、すなわち検出器に入射する。ここで、ビーム分
割器３１０は、レーザビームの略５０％を透過させ、残り５０％を反射させるような特性
を有してもよい。これによって、反射ビームは、ビーム分割器３１０を通じて略５０％は
透過し、残り５０％は検出器へと反射する。
【００４３】
　このように、検出ユニット２００、すなわち検出器に反射ビームが入射すると、該検出
器は該入射した反射ビームに対応する反射ビーム信号を検出する。一実施形態によれば、
検出ユニット２００は、反射ビーム信号の検出効率を高めるために反射ビーム信号を増幅
して検出してもよい。
【００４４】
　すなわち、トレイ２０のレーザスキャニングの際、検出ユニット２００すなわち、検出
器は、反射ビーム信号の信号強さを増幅して、図４に示すように、時間に対する反射ビー
ム信号の信号強さを検出し、該検出した反射ビーム信号のピーク（ｐｅａｋ）を検出する
ことによって、トレイ２０に積載した複数の部品数量を測定する。
【００４５】
　言い換えれば、トレイ２０のレーザスキャニングの際、トレイ２０に積載した各部品１
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０にレーザビームが照射されてそれから反射する場合、検出ユニット２００すなわち、検
出器では、トレイ２０に積載した複数の部品１０の数量分、該反射ビーム信号のピークが
生成される。すなわち、反射ビーム信号のピークが一つの部品に対応する信号に該当する
。これによって、検出ユニット２００は、トレイ２０に積載した部品１０の数量を正確に
検出して測定することができる。
【００４６】
　従って、本実施形態による部品数量測定装置によれば、トレイ２０に積載した複数の部
品１０の数量をレーザスキャニング方式で迅速で且つ正確に自動測定することができ、部
品の製造工程間に発生する部品の流失を防止すると共に、該部品の流失による製造費用の
増加を前もって抑制することができ、部品の歩留まりを向上することができる。
【００４７】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、前記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれるこ
とが意図される。
【符号の説明】
【００４８】
１０　部品
２０　トレイ
３０　移送ユニット
１００　スキャンニングユニット
１１０　レーザビーム照射器
１２０スキャナ
２００　検出ユニット
３１０　ビーム分割器
３２０　レンズ
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